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_ ( 57 > Abstract: The invention relates to a projection system comprising a light source (2), especially a laser light source, wherein 
fS| f Projection light beam (6) is generated by means of an oscillating mirror (1) starting from the light source {2y. Aeeeiding-to the 
invention,** least one light sensor (Sjfis provided in the marginal zone of the projection light beam <6\ for detecting the position of 
the oscillating mirror fct). 
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(57) Zusammenfassimg: Die Erfindung betrifft ein Projektionssystem mit einer Lichtquelle (2), insbesondere mit einer Laser-Licht- 
quelle, bei dem ausgehend von der Lichtquelle (2) uber einen Schwingspiegel (1) ein Projektions-Lichtbiindel (6) erzeugt wird. 
ErfindungsgemaB ist zumindest ein im Randbereich des Projektions Lichtbiindels (6) angeordneter Licht-Sensor (3) zur Erfassung 
der Position des Schwingspiegels (1) vorgesehen. 



